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7he 'iYision oI 1anoPaterials IPaging 5esearch conducts research in collaEoration with +itachi +igh�7ech &orporation with the aiP oI 
deYeloping ne[t�generation inspection technologies� &entered on a laser�e[cited photoePission electron Picroscope �/aser�P((0� with the 
Eest spatial resolution oI ��� nP, the diYision seeNs to reali]e practical iPplePentation oI sePiconductor inspection systePs that e[ploit /aser�
P((0¶s capaEility Ior chePical�state iPaging at the nanoscale� 7hrough this eIIort, it aiPs to estaElish �the third type oI electron Picroscopy,´ 
coPplePenting scanning electron Picroscopy �6(0� and transPission electron Picroscopy �7(0�� 7o achieYe this goal, the diYision pursues 
IundaPental research on physics oI Yery low energy electron e[citation and photoePission in Paterials while also addressing unresolYed phenoPena 
in adYanced electronic deYices and sePiconductor PanuIacturing processes, and conducting application�oriented studies that leYerage the uniTue 
properties oI /aser�P((0 across a wide range oI Iields, including superconductors, liTuids�solution, Eiological systePs, and energy�related 
Paterials� 

ナノマテリアルイメージング研究部門では、株式会社日立ハイテクと連携し、次世代検査技術の開発と社会実装を目的と
した研究を遂行する。世界最高空間分解能 2.6 nm を有するレーザー励起光電子顕微鏡（Laser-PEEM）を中核技術とし、ナ
ノスケールで化学状態イメージング可能という特徴を活かした半導体検査装置を実用化する。これにより、走査型電子顕微鏡
(SEM)、透過型電子顕微鏡 (TEM) に次ぐ「第 3の電子顕微鏡」の実現を目指す。本研究部門はこの実現に必要な基礎研究を行
うとともに、先端デバイス／プロセスにおける未解明現象解明や、Laser-PEEMの特性を活かした超伝導体や溶液、生体、エ
ネルギー分野まで幅広い分野への応用研究に取り組む。
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当研究室では、次世代の計測技術である「レーザー励起光
電子顕微鏡（レーザー PEEM）」および関連する顕微・計測技
術を駆使した研究を展開している。レーザー PEEMは、ナノ
スケールの分解能で物質の多様な物性情報を可視化できる新
しい電子顕微鏡であり、非常に高いスループットと比較的大
きな検出深さを兼ね備えている。この特性により、従来の電
子顕微鏡では困難であった半導体デバイスや多層膜といった
複雑な構造内部のナノ物性を、非破壊で詳細に観察すること
が可能である。当研究室は本技術を基礎科学の探究だけに留
めるのではなく、産業界の課題解決に直結させることを重視
している。特に応用面では、半導体産業における検査ニーズ
に応える実装や、ソフトマテリアルの化学状態可視化に注力
する。物理学から化学、環境、生物、医療まで、学際的な社
会実装を通じて新たな価値創出を目指す。

2ur laEoratory conducts research utili]ing ne[t�generation PeasurePent 
technologies, centered on /aser�e[cited PhotoePission (lectron 
0icroscopy �/aser�P((0� and related techniTues� /aser�P((0 is 
an adYanced Picroscopy Pethod capaEle oI Yisuali]ing the diYerse 
physical and chePical properties in nanoPaterials at high resolution� 
/eYeraging its high throughput and relatiYely large detection depth, 
it enaEles the non�destructiYe oEserYation oI nanoscale properties 
within coPple[ structures²such as sePiconductor deYices and 
Pultilayer nanostructures²that haYe traditionally Eeen diIIicult to 
analy]e with conYentional electron Picroscopies� :e ePphasi]e 
applying this technology not only to IundaPental science Eut also to 
directly addressing industrial challenges� 6peciIically, we Iocus on 
iPplePenting solutions Ior inspection needs in the sePiconductor 
industry and Yisuali]ing chePical states in soIt Paterials� 2ur goal is to 
achieYe societal iPplePentation across diYerse fields²IroP physics and 
chePistry to enYironPental science, Eiology, and Pedicine²to create 
innoYatiYe Yalue�

物性研究所で開発されたレーザー励起光電子顕微鏡（レーザー PEEM）装置 レーザーPEEMの特長：化学コントラスト、高スループット、非破壊観察、高分解能

/aser�e[cited photoePission electron Picroscope �/aser�P((0� deYeloped at the Insti�
tute Ior 6olid 6tate Physics�

)eatures oI /aser P((0� chePical contrast, high throughput, non�destructiYe oEserYation, 
high resolution�
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1 高分解能レーザー励起光電子顕微鏡技術( レーザー
PEEM)、および関連技術の開発

 'eYelopPents oI high�resolution photoePission electron Picroscopy �laser�
P((0� and related techniTues

2 Laser-PEEM を使った半導体材料・デバイスの検査・計測
Inspection and PeasurePent oI sePiconductor Paterials and deYices using 
laser�P((0

3 ソフトマテリアルの高分解能非破壊イメージングの実現
5eali]ation oI high�resolution non�destructiYe iPaging Ior soIt Paterials

4 低エネルギー励起光電子の物理
 )undaPental physics on low energy e[cited photoelectrons
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